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EFEKTY UCZENIA SIE

Odniesienie do

Kategoria Symbol Efekty ksztatcenia efektow
efektu .
kierunkowych
Ma wiedze na temat podstaw fizycznych zjawisk MiBM2 W02
W01 | wykorzystywanych w pomiarach wielkosci MiBM2:W1 5
geometrycznych.
Zna metody pomiaru wielkosci geometrycznych
Wiedza za pomoca skomputeryzowanych przyrzaddw
W02 pomiarowych, ma wiedze na temat doboru parametrow MiBM2 W12

pomiaru oraz prawidtowej interpretacji wynikow
pomiarow, posiada wiedze na temat toleranc;ji
geometrycznych.

Potrafi postugiwaé sie réznego rodzaju przyrzadami do
pomiaru wielkosci geometrycznych. Potrafi dobrac
uo1 przyrzad do okreslonego zadania pomiarowego, dobraé MiBM2_U11
parametry pomiaru, postugujac sie przy tym literaturg
Umiejetnosci naukowg i normami.

Potrafi dokona¢ analizy danych pomiarowych za pomocg
U02 odpowiednich  parametréw  statystycznych. Potrafi

. o S o " MiBM2_UO1
dokonac interpretacji wynikéw i oceni¢ ich zgodnos¢ z -
zatozonym rozktadem zmiennej losowej.

Kompetencje KO1 Student potrafi pracowaé w zespole, planowaé rozktad MIBM2 K04
spoteczne obowigzkéw i koordynowac prace czionkoéw zespotu. -

TRESCI PROGRAMOWE

Forma zajeé Tresci programowe

Ocena nieréwnos$ci powierzchni przy zastosowaniu Specyfikacji Geometrii Wyrobdw.
Warsztatowe przyrzadu do pomiaréw wielkosci geometrycznych. Diugosciomierze.
Interferometry laserowe. Klasyfikacja sktadowych struktury geometrycznej
powierzchni. Metody pomiaru okragtosci, walcowosci, prostoliniowosci i ptaskosci.
Definicja chropowatosci powierzchni. Metody pomiaru chropowatosci. Parametry
chropowatosci 2D i 3D. Parametry chropowatosci powierzchni 3D. Krzywa no$nosci.
Wspotrzednosciowe maszyny pomiarowe. Zasada dziatania i zastosowanie. Typy
maszyn stacjonarnych. Wspdtrzednosciowe ramiona pomiarowe. Wieloczujnikowe
wspétrzednosciowe maszyny pomiarowe. Skanery 3D. Laserowe systemy sledzgce.
Tomografy pomiarowe.

wyktad

Wprowadzenie. Zasady uzytkowania i konserwacji przyrzadéw i narzedzi
pomiarowych. Pomiary dtugosci i kata za pomocg przyrzadéow warsztatowych.
Pomiary wielko$ci geometrycznych za pomocg dtugosciomierza poziomego. Pomiary
optyczne chropowatosci. Pomiary stykowe chropowatosci za pomocg przyrzadéw
stacjonarnych i przenosnych. Pomiary odchytek okragtosci. Pomiary odchytek
walcowosci. Pomiary odchytek prostoliniowosci. Pomiary odchytek ptaskosci. Wptyw
elementow odniesienia na wynik pomiaru odchylek ksztattu. Pomiary wielkosci
geometrycznych za pomocag wspoétrzednosciowego ramienia pomiarowego. Pomiary
wielkosci geometrycznych za pomocg skanera 3D. Pomiary wielkosci
geometrycznych za pomocg wieloczujnikowej maszyny pomiarowe;.

laboratorium

METODY WERYFIKACJI EFEKTOW UCZENIA SIE
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Symbol Metody sprawdzania efektow ksztalcenia
efektu Egzamin E_gzamln Kolokwium Projekt Sprawozdanie Inne
ustny pisemny
W01 X
w02 X
uo1 X X
uo2 X X
KO1 X
FORMA | WARUNKI ZALICZENIA
For:m'a Forma zaliczenia Warunki zaliczenia
zajeé
. . Uzyskanie minimum 50 pkt na 100 mozliwych
wyktad zaliczenie z oceng . . .
na kolokwium zaliczeniowym.
Oddanie prawidtowo wykonanych sprawozdan. Uzyskanie
laboratorium zaliczenie z oceng co najmniej 50 %  punktow z  kolokwidéw
przeprowadzanych w trakcie semestru.
NAKLAD PRACY STUDENTA
Bilans punktéw ECTS
Obciazenie studenta Jeﬂ('rs
Lp. Rodzaj aktywnosci studia studia
stacjonarne niestacjonarne
1 Udziat w zajeciach zgodnie z planem wicjL|/p|swicjL | P|S h
© | studiow 15 30 9 18
2. | Inne (konsultacje, egzamin) 4 2 4 2 h
Razem przy bezposrednim udziale
3. . c 51 33 h
nauczyciela akademickiego
Liczba punktéw ECTS, ktora student
4. | uzyskuje przy bezposrednim udziale 2,0 1,3 ECTS
nauczyciela akademickiego
5. Liczba godzin samodzielnej pracy 24 42 h
studenta
Liczba punktéw ECTS, ktéra student
6. | uzyskuje w ramach samodzielnej 1,0 1,7 ECTS
pracy
Naktad pracy zwigzany z zajeciami
7. 50 50 h
o charakterze praktycznym
Liczba punktéw ECTS, ktorg student
8. | uzyskuje w ramach zajec¢ o 2,0 2,0 ECTS
charakterze praktycznym
9 Sumaryczne obcigzenie praca 75 75 h
studenta
Punkty ECTS za modut
10. | 1 punkt ECTS= 25-30 godzin obcigzenia 3 ECTS
studenta
@ Politechnika Swigtokrzyska ;:zgi‘;*krfy"sﬁjZ‘;’Z’;’fﬂ":;t:/‘;‘:;’;:z;: ;”;zgz";;kl_,, WM | VWyoziat Mechatroniki
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